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ᶞ⬡࡜㏆㉥እ⥺ࢆ⏝࠸ࡓᒁᡤⓗ࡞௬ᅛᐃ࡟ࡼࡿ 
㧗⢭ᗘᇶᯈ㈞ࡾྜࡏᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨ 
ከᵝ࡞ᇶᯈࢆ⏝࠸ࡿMEMS㸦microelectromechanical systems㸧ࢹࣂ࢖ࢫࡢస〇࡟࠾࠸࡚ 3ḟඖ
໬ࡸ᪤Ꮡࡢ༙ᑟయࢹࣂ࢖ࢫ࡜ࡢ㞟✚໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ3ḟඖࢹࣂ࢖ࢫࡸ㞟✚໬ࢹࣂ࢖ࢫࡢస
〇࡟ࡣಙ㢗ᛶ࡜⢭ᗘࡀ㧗࠸ᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺᶞ⬡ࢆᇶᯈ㛫ࡢ᥋╔ᒙ࡜ࡍࡿ᪂ࡋ
࠸㈞ࡾྜࢃࡏ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᶞ⬡ࢆᇶᯈ㛫ࡢ᥋╔ᒙ࡜ࡍࡿᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏᢏ⾡࡟࠾࠸࡚ࠊᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏ⢭ᗘࡢྥ
ୖࡢࡓࡵ㏆㉥እ⥺ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢ᥋╔ᒙࢆᒁᡤⓗ࡟ᅛᐃࡉࡏࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࠊࡑࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᶞ⬡࡟
ࡼࡿᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏᢏ⾡ࡢᐇ⌧໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయⓗ࡟◊✲ᡂᯝࢆグ㏙ࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧ឤගᛶ࣏ࣜ࢖࣑ࢵࢻᶞ⬡ࢆ᥋╔ᒙ࡜ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᇶᯈࡢ㈞ࡾྜࡏᢏ⾡࡜ࠊMEMSࢹࣂ࢖ࢫࡢస
〇᫬᭱ࡶከࡃ౑⏝ࡉࢀࡿ Si ᇶᯈ࡟ᑐࡋ࡚㏱᫂࡞㏆㉥እ⥺ࢆᒁᡤⓗ࡟↷ᑕࡍࡿࡇ࡜࡛ᶞ⬡ᒙ࡟࢔
࣮ࣥ࢝ࢆసࡾࠊ㈞ࡾྜࡏࣉࣟࢭࢫ୰࡟ᇶᯈࡀࡎࢀ࡞࠸᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᥦ᱌ࡋࡓ᪉ἲࡢ᳨ドࡢࡓ
ࡵࠊᐇ㦂⣔ࢆᵓ⠏ࡋࠊ6࢖ࣥࢳSiᇶᯈࢆ⏝࠸᳨࡚ドᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊឤගᛶ࣏ࣜ࢖࣑ࢵ
ࢻࡢཌࡉࡀ 10 Pmࠊ20 Pmࠊ30 Pm࡟࠾࠸࡚ᇶᯈ㛫ࡎࢀࡀ 5 Pm௨ୗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
㸦㸰㸧ឤගᛶ࣏ࣜ࢖࣑ࢵࢻ࡟ᑐࡍࡿ᳨ドᐇ㦂ࢆࠊBCB㸦Benzocyclobutene㸧࡜ཌ⭷ࣞࢪࢫࢺ࡛࠶ࡿ
SU8ࢆ᥋╔ᒙ࡜ࡍࡿᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚ᛂ⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋBCBࡢሙྜࡣ 20 Pmࡢሙྜࠊࣞࢪࢫ
ࢺᮦSU8ࡣ 100 Pmࡢሙྜ࡟࠾࠸᳨࡚ドᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊྠࡌࡃ 5 Pm௨ୗࡢᇶᯈ㛫ࡎࢀࢆ☜
ㄆࡋࠊᵝࠎ࡞ᶞ⬡ᮦ࡬ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶࡶ♧ࡋࡓࠋ 
㸦㸱㸧࣏ࣜ࢖࣑ࢻࢆ⏝࠸࡚㈞ࡾྜࡏࡓᇶᯈࡢ᥋ྜᙉᗘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵᘬࡗᙇࡾᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ᥋╔ ᗘࡣ240Υࡢ࡜ࡁࠊSiᇶᯈ࡜࢞ࣛࢫᇶᯈ㛫ࡢሙྜࠊ᥋╔ᙉᗘࡀ1600 kgf/mm࡛᭱
ࡶᙉ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࢹࣂ࢖ࢫࡢタィ࡟ᚲせࡣᣦ㔪ࢆ♧ࡋࡓࠋ
㸦㸲㸧ᶞ⬡᥋╔ᒙࢆMEMSࢹࣂ࢖ࢫస〇࡬ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜ࢖࣑ࢻᶞ⬡
ࢆ᥋╔ᒙවᵓ㐀య࡜ࡍࡿ࣐࢖ࢡࣟὶయࢹࣂ࢖ࢫస〇࡟ᛂ⏝ࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡟ࡼࡾཌ⭷ᶞ⬡ࢆ᥋╔ᒙ࡜ࡍࡿᇶᯈ㈞ࡾྜࢃࡏᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣᢏ⾡ⓗ࠿
ࡘ◊✲ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᴟࡵ࡚᭷ព⩏࡞◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽᩥࡣᏛ఩ㄽᩥ㸦༤ኈ㸦ᕤ
Ꮫ㸧㸧࡜ࡋ࡚༑ศ࡞౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ุᐃࡋࡓࠋ 
